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Introduccidn

Cancer de Mama: Métodos actuales:
En México solo se detecta a Autoexploracion de mamas,
tiempo el 15% de casos. mastografia y otros.

— SITUACION MUNDIAL ¥

1.7 25% 99% 51.9%

millones de todos son mujeres de los casos

de casos los casos son en paises
detectados nuevos menos
en el mundo de cancer desarrollados

alano
% 2.5 800..
5 2 2 mil 1 o] 6 0 hs] mil
Muertes de todas millones muertes

al afio las muertes de nuevos casos anuales
de mujeres previstos previstas
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Introduccidn

Eletrodo de Aluminio
Eletrodo de Aluminio

Pelicula piezoeléctrica de ALN
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Proceso RMS
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Metodologia
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Resultados
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Mapeo de elementos por EDS de la superficie de las muestras
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Conclusiones

Los parametros de proceso influyen directamente en las
propiedades y caracteristicas de los recubrimientos como la
composicion y el espesor.

Se obtuvieron peliculas delgadas con buenas propiedades en
las tres muestras.

Se requiere un estudio mas detallado de las propiedades
eléctricas de los recubrimientos con el fin de determinar cual
de ellos ofrece las mejores condiciones como electrodo para
sensores con capas de AlN.
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